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摘 要

本文提出設計、實驗及製作出主動式微閥門應用在微幫浦。致動器是選用壓電材料，當驅動壓電致動器產生單軸向位移後

可使微閥門達到開啟或關閉的動作。本微閥門結構設計上有兩種樣式，正常狀態下微閥門關閉或開啟。工作流體採用去離

子水(De Ion Water)，透過壓電式微幫浦輸出流率11.29~22.23 ml/min及6~12 kPa的水壓，當搭配正常狀態下微閥門關閉的

結構，給予致動器電壓從0 V到100 V，流率為0.02~2.13 ml/min，每分鐘最大流量誤差為1.4~10%；當搭配正常狀態下微

閥門開啟的結構，流率為0.01~3.19 ml/min，每分鐘最大流量差誤為0.9~10%。

關鍵詞 : 主動式微閥門、壓電致動器、流率、微流量
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